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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象を照明光により照明する照明手段と、光電変換イメージセンサを有し、前記検
査対象からの反射光を受光する検出器と、前記検査対象を搭載したステージまたは前記検
出器の移動手段と、前記検出器で検出した画像に基づき前記検査対象を検査する検査手段
とを備える検査対象の欠陥検査装置において、
　上記検出器は、複数の光電変換イメージセンサを有し、これら複数の光電変換イメージ
センサは、千鳥配置され、千鳥配置された列が２以上配置され、上記複数の光電変換イメ
ージセンサ間が、センサ冷却機構、ドライバー回路部、及び電子倍増部のうちの少なくと
も１つを配置するスペースを有するように格子状に配列され、上記スペースにセンサ冷却
機構、ドライバー回路部、及び電子倍増部のうちの少なくとも１つが配置されていること
を特徴とする欠陥検査装置。
【請求項２】
　請求項１記載の欠陥検査装置において、前記格子状に配列された複数の光電変換イメー
ジセンサは、前記列毎に分光感度が異なり、前記照明手段は、複数の波長を含む光源もし
くは波長の異なる複数の光源を有することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項３】
　請求項１記載の欠陥検査装置において、前記光電変換イメージセンサは二次元のエリア
センサであり、検査対象を搭載したステージもしくは前記検出器を走査させ、撮像時には
停止させることにより光学的に画像を取得し、画像処理等により検査対象の欠陥等を検査



(2) JP 5172162 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項４】
　請求項１記載の欠陥検査装置において、前記複数の光電変換イメージセンサの感度を調
整する感度制御部を有することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項５】
　請求項１記載の欠陥検査装置において、前記光電変換イメージセンサは時間遅延積分型
（ＴＤＩ）イメージセンサであることを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項６】
　請求項５記載の時間遅延積分型（ＴＤＩ）イメージセンサは、アンチブルーミングＴＤ
Ｉイメージセンサであることを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項７】
　請求項５記載の欠陥検査装置において、前記時間遅延積分型（ＴＤＩ）イメージセンサ
は裏面照射型ＴＤＩイメージセンサであることを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項８】
　請求項５記載のイメージセンサは画素方向で複数に分割され、分割した数画素の単位（
タップ）毎に並列に読み出し可能なマルチタップ型イメージセンサであることを特徴とす
る欠陥検査装置。
【請求項９】
　請求項１記載の欠陥検査装置において、前記イメージセンサはイメージセンサの前段も
しくは後段で電子増倍を行う電子増倍型イメージセンサであることを特徴とする欠陥検査
装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の欠陥検査装置において、前記複数のイメージセンサの整数倍の画像処理
部を有し、これら画像処理部は、前記複数のイメージセンサからの出力信号を並列に処理
することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項１１】
　請求項１記載の欠陥検査装置において、前記複数のイメージセンサの実数倍の画像処理
部を有し、これら画像処理部は、前記複数のイメージセンサからの出力信号を並列に処理
することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項１２】
　請求項３記載の欠陥検査装置において、前記二次元のエリアセンサの複数の画素のうち
、使用する画素を可変制御する機能を有する画像処理部を備えることを特徴とする欠陥検
査装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載の欠陥検査装置において、前記画像処理部は、前記複数のイメージセン
サの実数倍備えられ、前記使用画素からの出力信号を並列に処理することを特徴とする欠
陥検査装置。
【請求項１４】
　欠陥検査装置に使用され、光電変換イメージセンサを有し、前記検査対象からの反射光
を受光する欠陥検出器において、
　複数の光電変換イメージセンサを有し、これら複数の光電変換イメージセンサは、千鳥
配置され、千鳥配置された列が２以上配置され、上記複数の光電変換イメージセンサ間が
、センサ冷却機構、ドライバー回路部、及び電子倍増部のうちの少なくとも１つを配置す
るスペースを有するように格子状に配列され、上記スペースにセンサ冷却機構、ドライバ
ー回路部、及び電子倍増部のうちの少なくとも１つが配置されていることを特徴とする欠
陥検出器。
【請求項１５】
　請求項１４記載の欠陥検出器において、前記複数の光電変換イメージセンサは、検査対
象をスキャンする方向と直交する方向に千鳥配置され、この千鳥配置された列が、前記ス
キャン方向に２以上配置されていることを特徴とする欠陥検出器。
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【請求項１６】
　請求項１５記載の欠陥検出器において、１個の光電変換イメージセンサの前記スキャン
方向の長さをａとし、前記スキャン方向と直交する方向の長さをｂとし、前記スキャン方
向の光電変換イメージセンサ間の間隔をａ’とし、スキャン方向と直交する方向の光電変
換イメージセンサ間の間隔をｂ’とすると、ａ＝ａ’、ｂ＝ｂ’であることを特徴とする
欠陥検出器。
【請求項１７】
　請求項１５記載の欠陥検出器において、１個の光電変換イメージセンサの前記スキャン
方向の長さをａとし、前記スキャン方向と直交する方向の長さをｂとし、前記スキャン方
向の光電変換イメージセンサ間の間隔をａ’とし、スキャン方向と直交する方向の光電変
換イメージセンサ間の間隔をｂ’とすると、ａ＜ａ’、ｂ＜ｂ’であることを特徴とする
欠陥検出器。
【請求項１８】
　請求項１５記載の欠陥検出器において、１個の光電変換イメージセンサの前記スキャン
方向の長さをａとし、前記スキャン方向と直交する方向の長さをｂとし、前記スキャン方
向の光電変換イメージセンサ間の間隔をａ’とし、スキャン方向と直交する方向の光電変
換イメージセンサ間の間隔をｂ’とすると、ａ＞ａ’、ｂ＝ｂ’であることを特徴とする
欠陥検出器。
【請求項１９】
　請求項１５記載の欠陥検出器において、１個の光電変換イメージセンサの前記スキャン
方向の長さをａとし、前記スキャン方向と直交する方向の長さをｂとし、前記スキャン方
向の光電変換イメージセンサ間の間隔をａ’とし、スキャン方向と直交する方向の光電変
換イメージセンサ間の間隔をｂ’とすると、ａ＝ａ’、ｂ＞ｂ’であることを特徴とする
欠陥検出器。
【請求項２０】
　請求項１５記載の欠陥検出器において、前記光電変換イメージセンサの複数の画素のう
ち、使用する画素が可変制御され、複数の倍率が選択されることを特徴とする欠陥検出器
。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査パターンの欠陥（ショートや断線など）や異物を検出する欠陥検査装
置に係り、特に検出器として複数の光電変換イメージセンサを備えた欠陥検査装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　欠陥検査装置の検査速度向上に関する従来技術としては、一般的に検出器であるイメー
ジセンサ自体の速度を向上させるため、検査視野すなわち画素数の多いイメージセンサの
出力を偶数画素と奇数画素とで分割して並列に出力する方法や、イメージセンサの全画素
を複数に分割して並列出力するいわゆるマルチタップ出力方式等がある。
【０００３】
　光電変換型のイメージセンサを検出器として用いた検査装置は、例えば特許文献１に記
載されたようなものが知られている。このような検査装置においては、複数の光電変換イ
メージセンサを１次元または２次元に配列した検出器を用いる。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１８２８８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　イメージンセンサを用いた検査装置において、検査速度を向上させる最も効率が良い方
法は、画素数の多いイメージセンサを並列出力等により動作速度を向上させて使用する方
法である。
【０００６】
　しかしながら、画素数の多いイメージセンサの製作には多大な開発費、開発期間が必要
であり、画素数が多いために大面積イメージセンサ製造に伴う画素欠陥発生頻度増加など
による歩留まり低下への危惧等の課題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、上記課題を解決するために、多大な開発費、開発期間を必要とせず、
歩留まりを低下させることなく高速な検出器を提供し、欠陥検査装置の検査速度を向上さ
せることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、検査対象を照明する照明手段と、検査対象からの反射光を受光する検出器と
、検査対象を搭載したステージまたは検出器の移動手段と、検出器で検出した画像に基づ
き検査対象を検査する検査手段とを備える検査対象の欠陥検査装置において、検出器は、
複数の光電変換イメージセンサを有し、これら複数の光電変換イメージセンサは、千鳥配
置され、千鳥配置された列が２以上配置されて格子状に配列されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、多大な開発費、開発期間を必要とせず、歩留まりを低下させることな
く高速な検出器を提供し、欠陥検査装置の検査速度を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１１】
　図１は、本発明が適用される欠陥検査装置の概略構成図である。図１において、ステー
ジ６は、Ｘ、Ｙ、Ｚ、θ（回転）ステージから構成され、被検査パターンの一例である半
導体ウエハ（試料）７を載置するものである。照明光源１は、例えば波長２６６ｎｍや波
長３５５ｎｍの紫外あるいは遠紫外レーザ光源から構成され、試料７を照明する光源であ
る。
【００１２】
　紫外レーザ光源としては、固体のＹＡＧレーザを非線形光学結晶等で波長変換して基本
波の第３高調波（３５５ｎｍ）や、第４高調波（２６６ｎｍ）を発生する装置で構成され
る。また、波長１９３ｎｍ、波長１９５ｎｍあるいは波長２４８ｎｍなどのレーザ光源を
使用してもかまわない。さらに、レーザ光源として存在するならば１００ｎｍ以下の波長
でも良く、解像度が益々向上することになる。
【００１３】
　また、レーザの発振形態は、連続発振でも、パルス発振でも構わないが、ステージを連
続走行させて被対象物７からの画像を検出する関係で、連続発振が好ましい。ステージ６
は、制御ＣＰＵ１４によって図示しない方法により、Ｘ、Ｙ、Ｚ、θ方向の制御が可能で
ある。
【００１４】
　光源１からの照明光は光量を制限するＮＤフィルタ２により、検査に必要な光量に制御
する。ＮＤフィルタ２は図示しない方法によりＮＤフィルタ制御回路３の指令により駆動
可能である。ビームエキスパンダ４により光源１からの光束を拡大し、拡大された光束は
、照明光学系５によりステージ６に搭載された試料７上の照明範囲を設定し、試料７に対
して斜方より照射し、暗視野照明を施すように構成している。
【００１５】
　試料７からの反射散乱光は対物レンズ８、空間フィルタ９、結像レンズ１１等を介して
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検出器（欠陥検出器）１２にて検出し、画像処理部１３にて２値化処理などを行い、欠陥
を検出する。空間フィルタ９は図示しない方法により空間フィルタ制御回路１０の指令に
より駆動可能であり、試料７上の繰返しパターンからの回折光を遮光可能である。
【００１６】
　また、画像処理結果等は表示部１６に表示し、入力部１５にて入力した情報や画像処理
部１３、検出器１２、ステージ６のデータや情報を制御する制御ＣＰＵ１４を有する。
【００１７】
　ここで、検出器１２には複数のイメージセンサを格子状に配した検出器を用いる。
【００１８】
　図２は、本発明の欠陥検査装置でのラインセンサを用いた場合での検出器の構成の一実
施例を示す図である。検出器１２は、複数のイメージセンサ１００を備え、画素方向（ス
キャン方向と直交する方向）に、間隔を空けて複数個（図示した例では４）配列されたイ
メージンセンサ１００が、２列配置されている。そして、各イメージンセンサ１００は、
スキャン方向（検査対象をスキャンする方向）では互い隣接しないように配置されている
。つまり、複数のイメージンセンサ１００が千鳥配置されている。
【００１９】
　上述したように、画素数が多い大面積のイメージセンサの製作には、多大な開発費、期
間が必要であり、画素数が多いことから、画素欠陥発生頻度が多くなる。
【００２０】
　そこで、本発明の一実施形態では、小面積のイメージンセンサを複数配置している。一
個のイメージンセンサを取り付ける場合、取り付けに要する領域が必要であり、個々のイ
メージセンサ同士では、互いに一定距離を空けて配置しなければならない。このため、空
白領域ができてしまう。
【００２１】
　この空白領域を解消するため、本発明の一実施例においては、複数のイメージンセンサ
１００が千鳥配置されている。
【００２２】
　これにより、多大な開発費、開発期間を必要とせず、歩留まりを低下させることなく高
速な検出器を実現することができる。
【００２３】
　図２の（ａ）に示す配置例は、イメージセンサ１００を画素方向及びスキャン方向に対
して隙間無く配置する例であり、同図の（ｂ）に示す例は、スキャン方向に隙間を空けて
配置する例である。
【００２４】
　更に、図２の（ｃ）に示す例は、スキャン方向に隙間無くかつイメージセンサを画素方
向にオーバラップさせて配置する例であり、同図の（ｄ）に示す例は、スキャン方向に隙
間を空けてかつ画素方向にオーバラップさせて配置する例である。
【００２５】
　ここで、図２の（ａ）に示す例に対する同図の（ｂ）に示す例の利点としてはイメージ
センサ１００間が離れているためにセンサ冷却機構部やドライバー回路部、電子増倍部等
を配置するスペースがあることである。また、図２の（ａ）、（ｂ）に示した例に対する
同図の（ｃ）、（ｄ）に示す例の利点は、イメージセンサ１００の画素方向への配置誤差
が生じてもデータを取りこぼす画素が無い点である。
【００２６】
　なお、検出器１２はセンサダイとして図２に示すような配列で１つのイメージセンサと
して製作しても良く、複数のセンサダイを配置して製作しても良い。また、イメージセン
サには一次元ラインセンサであるＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
）を使用しても良く、また、時間遅延積分型二次元ラインセンサであるＴＤＩ（Ｔｉｍｅ
　Ｄｅｌａｙ　＆　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）を使用しても良く、更に電子増倍型ライン
センサを使用しても良い。
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【００２７】
　更に、センサ構造として表面照射型のイメージセンサを使用しても良く、また裏面照射
型のイメージセンサを使用しても良く、更にアンチブルーミング機能付きイメージセンサ
を使用しても良い。また、複数のイメージセンサの内、使用するイメージセンサを限定し
、使用するイメージセンサのみ駆動させても良い。また、複数のイメージセンサは画素方
向で複数に分割され、分割した数画素の単位（タップ）毎に並列に読み出し可能なマルチ
タップ型イメージセンサであってもよい。
【００２８】
　また、イメージセンサはイメージセンサの前段もしくは後段で電子増倍を行う電子増倍
型イメージセンサであってもよい。
【００２９】
　図３は、本発明の欠陥検査装置でのエリアセンサを用いた場合での検出器の構成の一実
施例を示す図である。図３に示すように、検出器１２は、複数のイメージセンサ１００を
備え、画素方向に、間隔を空けて複数個（図示した例では４）配列されたイメージンセン
サ１００が、４列配置されている。そして、各イメージンセンサ１００は、スキャン方向
では互い隣接しないように配置されている。つまり、複数のイメージンセンサ１００が格
子状に配置されている。
【００３０】
　図３の（ａ）に示す配置例は、イメージセンサ１００を画素長手方向（画素方向）及び
スキャン方向に対して隙間無く配置する例であり、同図の（ｂ）に示す例は、スキャン方
向及び画素長手方向に隙間を空けて配置する例である。また、図３の（ｃ）に示す例は、
画素長手方向には隙間無くかつスキャン方向にはオーバラップさせて配置する例であり、
同図の（ｄ）に示す例は、スキャン方向には隙間無くかつイメージセンサの画素長手方向
にはオーバラップさせて配置する例である。
【００３１】
　図３の（ｂ）に示すように、イメージセンサ１００のスキャン方向の寸法をａ、画素長
手方向の寸法をｂ、イメージセンサ１００どうしのスキャン方向間隔をａ’、画素長手方
向間隔をｂ’とすると、図３の（ａ）に示した例は、ａ＝０、ｂ＝０である。
【００３２】
　また、図３の（ｂ）に示した例は、ａ＜ａ’、ｂ＜ｂ’、図３の（ｃ）に示した例は、
ａ＜ａ’、ｂ＝ｂ’、図３の（ｄ）に示した例は、ａ＝ａ’、ｂ＜ｂ’である。
【００３３】
　ここで、イメージセンサには二次元エリアセンサであるＣＣＤを使用しても良く、また
、電子増倍型エリアセンサを使用しても良い。更にセンサ構造として表面照射型のイメー
ジセンサを使用しても良く、また裏面照射型のイメージセンサを使用しても良く、更にア
ンチブルーミング機能付きイメージセンサを使用しても良い。なお、エリアセンサを使用
する場合、検査対象を搭載したステージもしくは検出器を走査させ、撮像時には停止させ
ることにより光学的に画像を取得し、画像処理等により検査対象の欠陥等を検査する。
【００３４】
　図４は、本発明の欠陥検査装置での分光感度の異なるイメージセンサを格子状に複数列
配置した検出器の構成の一実施例を示す図である。波長Ａに対して感度の高いイメージセ
ンサ１０１をスキャン方向及び画素長手方向に隙間無く格子状に配置した波長Ａ用と、波
長Ｂに対して感度の高いイメージセンサ１０２をスキャン方向及び画素長手方向に隙間無
く配置した波長Ｂ用の２種類のイメージセンサ配列を検出器１２内に有する。
【００３５】
　これにより、異なる波長Ａ、Ｂに対して高い感度を有しかつ高速に検査可能な検査装置
用検出器を提供することができる。
【００３６】
　なお、本実施例では波長はＡ、Ｂの２種類でのイメージセンサ配列であるが、３種類以
上の配列としても良い。また、各イメージセンサ１０１、１０２の配置は図２及び図３に
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示すように間隔を空けたり、オーバラップさせて配置しても良い。
【００３７】
　図５は、本発明の欠陥検査装置の画像処理部の構成の一実施例を示す図である。画像処
理部１３は、図１５の（ａ）に示すように、イメージセンサ１００と１対１対応で構成し
ても良く、同図（ｂ）に示すように１対Ｎ対応で構成しても良く、また、同図（ｃ）に示
すようにＮ対１対応で構成しても良い。これら画像処理部１３－１、１３－２、１３－３
、・・・は、複数のイメージセンサ１００からの出力信号を並列に処理する。
【００３８】
　なお、図５の（ａ）～（ｃ）に示した例において、各画像処理部１３－１、１３－２、
１３－３、・・・を図示しない方法により互いに接続し、オーバラップ処理を行うように
しても良い。例えば、図５の（ａ）に示した例であれば、画像処理部１３－１と１３－２
とを信号線で接続し、イメージセンサ１００どうしのオーバラップする領域について、合
成又はいずれか一つのイメージセンサ１００からの出力を選択する等の処理を行うことも
できる。
【００３９】
　図６は、本発明の欠陥検査装置の感度の異なるイメージセンサを複数列配置した検出器
の構成の一実施例を示す図である。図６の（ａ）に示すように感度が高いイメージセンサ
１０３を配置した高感度用と感度が低いイメージセンサ１０４を配置した低感度用の２種
類のイメージセンサ配列を検出器１２内に有する。これにより、１度のスキャン（検査）
で広いダイナミックレンジでの検査が可能になり、画像処理部により検出した欠陥のサイ
ズを特定する検査装置において、幅広い欠陥サイズを特定可能な検査装置を提供すること
ができる。
【００４０】
　なお、感度の異なるイメージセンサは図６の（ｂ）に示すように、それぞれ複数のイメ
ージセンサ１０３、１０４をスキャン方向及び画素長手方向に隙間無く格子状に配置して
も良い。また、各イメージセンサ１０３、１０４の配置は、図２及び図３に示すように間
隔を空けたり、オーバラップさせて配置しても良い。
【００４１】
　また、本実施例では感度が２種類のイメージセンサ配列であるが、３種類以上の配列と
しても良い。また、感度の異なるイメージセンサ配列は、同一のイメージセンサを用いて
、アンプのゲインや電子増倍ゲインを調整することで構成しても良いし、感度の異なる違
うイメージセンサを用いて構成しても良い。
【００４２】
　図７は、本発明の欠陥検査装置のイメージセンサ使用画素可変による解像度制御方法の
一実施例を示す図である。図７に示すように、エリアセンサの使用画素数が倍率４倍の場
合には、スキャン方向は１画素、画素方向はＮ画素とし（画素１７１－１～１７Ｎ－１）
、エリアセンサの１×１画素を１画素として使用し、倍率２倍の場合には、スキャン方向
は２画素、画素方向はＮ画素とし（画素１７１－１～１７Ｎ－１、１７１－２～１７Ｎ－
２）、エリアセンサの２×２画素を結合して１画素として使用する（（１７１－１、１７
１－２、１７２－１、１７２－２）、（１７３－１、１７３－２、１７４－１、１７４－
２）・・・）。
【００４３】
　また、倍率１倍の場合には、スキャン方向は４画素、画素方向はＮ画素とし（画素１７
１－１～１７Ｎ－１、１７１－２～１７Ｎ－２、画素１７１－３～１７Ｎ－３、１７１－
４～１７Ｎ－４）、エリアセンサの４×４画素を結合して１画素として使用する（（１７
１－１～１７１－４、１７２－１～１７２－４、１７３－１～１７３－４、１７４－１～
１７４－４）、（１７５－１～１７５－４、１７６－１～１７６－４、１７７－１～１７
７－４、１７８－１～１７８－４）・・・）。
【００４４】
　ここで、画素の結合処理（画素出力信号の結合処理）は画像処理部で行う。これにより
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、１種類の検出レンズで３種類の倍率（解像度）の検出像を得ることができ、３種類の検
出レンズを有するよりも安価に３種類の解像度を有する欠陥検査装置を提供することがで
きる。
【００４５】
　ここで、本実施例ではイメージセンサが３種類の解像度を実現可能な構成であるが、ス
キャン方向の画素数を増やして４種類以上の解像度としても良い。
【００４６】
　以上の構成により、本発明の欠陥検査装置においては検査速度を向上させるために検出
器の画素数を増やす方法として既存のイメージセンサを格子状に配置することで、検出視
野を増やすことができるため、高速な検査が可能な欠陥検査装置を提供することができる
。
【００４７】
　更に、本発明の欠陥検査装置においては感度の異なるイメージセンサをスキャン方向に
配置することにより、複数の波長に対して感度が高く、広いダイナミックレンジを有する
欠陥検査装置を提供することができる。
【００４８】
　また、複数の画素の組み合わせを変えて、複数の倍率を選択することが可能であり、１
種類の検出レンズで複数種類の倍率（解像度）の検出像を得ることができ、複数種類の検
出レンズを有するよりも安価に複数種類の解像度を有する欠陥検査装置を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の欠陥検査装置の一実施例を示す図である。
【図２】本発明の欠陥検査装置でのラインセンサを用いた場合での検出器の構成の一実施
例を示す図である。
【図３】本発明の欠陥検査装置でのエリアセンサを用いた場合での検出器の構成の一実施
例を示す図である。
【図４】本発明の欠陥検査装置での分光感度の異なるイメージセンサを格子状に複数列配
置した検出器の構成の一実施例を示す図である。
【図５】本発明の欠陥検査装置の画像処理部の構成の一実施例を示す図である。
【図６】本発明の欠陥検査装置の感度の異なるイメージセンサを複数列配置した検出器の
構成の一実施例を示す図である。
【図７】本発明の欠陥検査装置のイメージセンサ使用画素可変による解像度制御方法の一
実施例を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１・・・光源、２・・・ＮＤフィルタ、３・・・ＮＤフィルタ制御回路、４・・・ビー
ムエキスパンダ、５・・・照明光学系、６・・・ステージ、７・・・試料、８・・・対物
レンズ、９・・・空間フィルタ、１０・・・空間フィルタ制御回路、１１・・・結像レン
ズ、１２・・・検出器、１３・・・画像処理部、１４・・・制御ＣＰＵ、１５・・・入力
部、１６・・・表示部、１００・・・イメージセンサ、１０１・・・波長Ａ用イメージセ
ンサ、１０２・・・波長Ｂ用イメージセンサ、１０３・・・高感度用イメージセンサ、１
０４・・・低感度用イメージセンサ、１７１－１～１７１－４・・・画素
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